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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-06-22 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2017-04-01.

Fir DIN EN 60758:2009-05 besteht eine Ubergangsfrist bis 2019-10-07.
Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60758:2013-06.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K642 ,Piezoelektrische Bauteile zur
Frequenzstabilisierung und -selektion® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 49 ,Piezoelectric and dielectric devices for frequency control
and selection® erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ibernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60758:2009-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Alle Abschnitte wurden unter Berlicksichtigung des gesamten Inhalts der vorherigen Ausgabe
entsprechend den aktuellen Anforderungen an Form und Gestaltung Uberbearbeitet;

b) Neuordnung und Bearbeitung der Begriffe;

¢) Hinzufiigung der Erlduterung zur Messung des a-Wertes mit dem FTIR-Spektrometer in Anhang G.
Frithere Ausgaben

DIN IEC 60758: 1994-02
DIN EN 60758: 2005-09, 2009-05
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EUROPAISCHE NORM EN 60758

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2016

ICS 31.140 Ersatz fir EN 60758:2009

Deutsche Fassung

Synthetischer Quarzkristall —

Festlegungen und Leitfaden fur die Anwendung
(IEC 60758:2016)

Synthetic quartz crystal — Cristal de quartz synthétique —
Specifications and guidelines for use Spécifications et lignes directrices d’utilisation
(IEC 60758:2016) (IEC 60758:2016)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2016-06-22 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 60758:2016 D
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Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 49/1185/FDIS, zukulnftige 5. Ausgabe der IEC 60758, erarbeitet vom IEC/TC 49
.Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection
and detection, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als
EN 60758:2016 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:
— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2017-04-07
— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow):  2019-10-07
Dieses Dokument ersetzt EN 60758:2009.
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60758:2016 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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Einleitung

Synthetischer Quarzkristall fiir optische Anwendungen wurde aus folgenden Griinden in diese Internationale
Norm aufgenommen.

Quarzkristall fir optische Anwendungen wird in vielen Fallen von denselben Herstellern gefertigt, die auch
Quarze fur elektronische Anwendungen produzieren. Zur Herstellung von Quarzen flir optische Anwen-
dungen und von Quarzen fir elektronische Anwendungen werden die gleichen Ausristungen und Verfahren
eingesetzt. AuBerdem werden, mit wenigen Ausnahmen, zur Charakterisierung elektronischer und optischer
Materialien die gleichen Verfahren angewendet. Daher ist IEC 60758 die geeignete Norm fur die Aufnahme
zusatzlicher Angaben zu Quarzkristallen fur optische Anwendungen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm gilt fir synthetische Quarzeinkristalle fir die Herstellung von piezoelektrischen
Elementen zur Frequenzstabilisierung und -selektion und fiir optische Anwendungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 60068-1:2013, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 60122-1:2002, Quartz crystal units of assessed quality — Part 1: Generic specification
IEC 60410, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 61994 (alle Teile), Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection — Glossary

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 61994 und die folgenden Begriffe.

31

hydrothermische Kristallzucht

Kristallzucht in der Anwesenheit von Wasser, erhéhten Temperaturen und Driicken, durch einen Kristall-
wachstumsvorgang, von dem angenommen wird, dass er geologisch auch in der Erdkruste ablauft

Anmerkung 1 zum Begriff: Die industriellen Kristallzuchtverfahren fir synthetischen Quarz verwenden wasserige
alkalische Lésungen in Autoklaven bei Uberkritischen Temperaturen (330 °C bis 400 °C) und Driicken (700 Atmospharen
bis 2 000 Atmosphéaren).

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Autoklav ist in zwei Kammern geteilt: die Losungskammer mit Rohquarz-Bruchstiicken
bei der hdheren Temperatur und die Zuchtkammer mit geschnittenen Kristallkeimen bei der tieferen Temperatur (siehe
7.1.2).

3.2
synthetischer Quarzkristall
Einkristall aus a-Quarz, der nach dem hydrothermischen Verfahren geziichtet wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: Zuchtquarz hat die gleiche Bedeutung wie synthetischer Quarzkristall.

3.3
synthetischer Quarzkristall, wie geziichtet
Zustand eines synthetischen Quarzkristalls vor dem Schleifen oder Sagen

34
Y-Barren, wie geziichtet
Kristalle, die aus Kristallkeimen mit gréRter Ausdehnung in Y-Richtung geziichtet wurden

3.5

Z-Barren, wie geziichtet
Kristalle, die aus einem Z-Schnitt-Kristallkeim geziichtet wurden
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3.6
Los synthetischer Quarzkristalle
synthetische Quarzkristalle, die zur gleichen Zeit in einem Autoklaven gezlichtet worden sind

3.7

Kristallkeim

rechtwinkliges Parallelepiped aus einer Quarzplatte oder einem Quarzbarren, das als Kern fiir das Wachstum
von Quarzkristallen vorgesehen ist

3.8

Wachstumszonen

Bereiche eines synthetischen Quarzkristalls, die durch Wachstum in verschiedene kristallografische
Richtungen entstehen

SIEHE: Bild 2.

3.9

Orientierung eines synthetischen Quarzkristalls

Orientierung des Kiristallkeimes eines synthetischen Quarzkristalls hinsichtlich der in 3.7 festgelegten
orthogonalen Achsen

3.10

orthogonales Achsensystem eines a-Quarzkristalls

aus drei Achsen gebildetes orthogonales Achsensystem, in dem die X-Achse, die Y-Achse und die Z-Achse
jeweils senkrecht zueinander stehen, wie in Bild 1 dargestellt

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Kristallkeim des Z-Schnitts kann eine Orientierung mit einem Winkel von weniger als 20°
zur Y-Achse aufweisen, wobei in diesem Fall das Achsensystem X, Y', Z"' angewendet wird.

3.1

AT-Schnitt-Platte

Kristallplatte mit gedrehtem Y-Schnitt, die eine Orientierung mit einem Winkel von etwa +35° um die X-Achse
oder etwa —3° von der (kleinen Rhomboeder-)z-Flache aufweist

SIEHE: Bild 3.

3.12
X-Schnitt-Platte
senkrecht zur X-Achse liegende Kristallplatte

SIEHE: Bild 3b).

3.13

Y-Schnitt-Platte

senkrecht zur Y-Achse liegende Kristallplatte
SIEHE: Bild 3b).

3.14

Z-Schnitt-Platte

senkrecht zur Z-Achse liegende Kristallplatte
SIEHE: Bild 3b).

3.15

(kleine Rhomboeder-)z-Schnitt-Platte
parallel zur (kleinen Rhomboeder-)z-Flache liegende Kristallplatte

SIEHE: Bild 3a).
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3.16

MaRe

zugehdrige Malle beim Wachstum an einem Z-Schnitt-Kristallkeim, der weniger als 20° von der Y-Achse
weggedreht ist

3.17

effektives Z-MaR

effektives Z-Mal, wie geziichtet, das als Kleinstmal in Z- (6= 0°) oder Z-Richtung im nutzbaren Y- oder
Y'-Bereich eines gezlichteten Kristalls definiert ist und durch Z 4 beschrieben wird

SIEHE: Bild 2.

3.18
kleinstes Z-MaR}

kleinster Abstand von der Oberflache des Kristallkeims zur Z-Oberflache, der durch Z

min Deschrieben wird

SIEHE: Bild 2d).

3.19

Einschliisse

alle Fremdstoffe in einem synthetischen Quarzkristall, die bei der Untersuchung des Streulichts einer hellen
Lichtquelle sichtbar sind, wenn der Kristall in eine Flussigkeit mit angepasstem Brechungsindex eingetaucht
ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Besonders haufige Einschlisse sind vor allem die als Akmit und Emeleusit bezeichneten
Mineralien.

3.20

Schleier des Kristallkeims

Bereich der Einschlisse oder Blasen an der Oberflache des Kristallkeims, an der ein Kristall geziichtet
worden ist

3.21
Atzkanal .
nahezu zylindrischer Hohlraum entlang einer Versetzungslinie nach dem Atzen eines Quarzkristalls

3.22

Dotierung

beim Zuchtprozess verwendetes Additiv, das die Kristallform, die chemische Zusammensetzung und die
physikalischen oder elektrischen Eigenschaften des Loses synthetischer Quarze verandern kann

3.23

vorgeformter Quarzbarren

Stab aus synthetischem Quarzkristall, dessen Malle, wie sie sich durch Zichten ergeben haben, durch
Sagen, Schleifen, Lappen usw. verandert worden sind, um einer besonderen MalRRanforderung zu genligen

3.24
Konzentration der Verunreinigungen
Quotient Anzahl der Fremdatome durch Anzahl der Siliziumatome

3.25
Versetzungen
lineare Defekte im Kristall durch versetzte Atomebenen

3.26

Autoklav

Behalter fir die Bedingungen von hohem Druck und hoher Temperatur, die fiir das Ziichten synthetischer
Quarzkristalle erforderlich sind
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3.27

Rechtsquarz oder Linksquarz

Drehsinn eines Quarzkristalls, der durch Beobachtung des Drehsinns der optischen Rotation in polarisiertem
Licht bestimmt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei einem Rechtsquarz ist der Kristall rechtsdrehend (dextrorotatorisch), bei einem
Linksquarz ist der Kristall linksdrehend (lavorotatorisch).

3.28

Zwillingskristalle

zwei oder mehr Einzelkristalle der gleichen Kristallart, die entsprechend dem Gesetz der Ebenen- oder
Achsensymmetrie miteinander verbunden sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei synthetischen Quarzkristallen wurden die beiden folgenden Zwillingsarten identifiziert:
a) Elektrische Zwillingskristalle

Ein Quarzkristall, in dem Bereiche mit gemeinsamer Z-Achse vorhanden sind, die eine Polaritdtsumkehr der elektri-
schen X-Achse aufweisen.

b) Optische Zwillingskristalle

Ein Quarzkristall, in dem Bereiche mit gemeinsamer Z-Achse vorhanden sind, die eine Umkehrung des Drehsinns
der optischen Z-Achse zeigen.

3.29

Infrarot-Absorptionskoeffizient, a-Wert

Koeffizient (als a-Wert bezeichnet), der durch Bestimmung des Verhaltnisses der Absorption bei zwei
Wellenzahlen festgelegt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei einer Wellenzahl ist die kleinste Absorption aufgrund der OH-Verunreinigung, bei der
anderen Wellenzahl die héchste Absorption aufgrund der OH-Verunreinigungen im Kristallgitter gegeben. Die OH-
Verunreinigung erzeugt mechanische Verluste in Resonatoren; ihr Vorhandensein steht in Wechselbeziehung mit dem
Vorhandensein anderer verlustbringender Verunreinigungen. Der a-Wert ist ein Maly fiir die OH-Konzentration und
korreliert mit den durch Materialverunreinigungen zu erwartenden Verlusten mechanischer Energie.

Anmerkung 2 zum Begriff: Fir den hier definierten Koeffizienten wird der Logarithmus zur Basis 10 verwendet. Der
Infrarot-Absorptionskoeffizient, a-Wert, wird mit der folgenden Gleichung bestimmt:

a—llo I
Tt 910 T

Dabei ist
o der Infrarot-Absorptionskoeffizient;

t die Dicke des Y-Schnitt-Probekorpers, in cm;

T, die Transmission, in Prozent, bei einer Wellenzahl von 3 800 cm~" oder 3 979 cm_1;

T, die Transmission, in Prozent, bei einer Wellenzahl von 3 500 cm ™" oder 3 585 cm™".

3.30

vorbearbeiteter synthetischer Quarzkristall

synthetischer Quarzkristall, dessen X- und Z- oder Z-Oberflachen, wie sie sich durch Zichten ergeben
haben, durch Sagen, Schleifen, Lappen usw. flach und parallel bearbeitet worden sind, um festgelegten
Abmessungen und Orientierungen zu geniigen

3.31

Bezugsoberflache

Oberflache des vorbearbeiteten Quarzbarrens, die hinsichtlich einer kristallografischen Richtung
(Ublicherweise der X-Richtung) mit einer spezifischen Ebenheit und Orientierung vorbereitet worden ist
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3.32

synthetischer Quarzkristall fiir optische Anwendungen

synthetischer Quarzkristall, der die Anforderungen fiir den Einsatz von optischen Aufnehmern, optischen
Tiefpassfiltern (en: optical lowpass filters; (OLPF)) und Wellenplatten in digitalen Spiegelreflexkameras,
Uberwachungskameras, digitalen Videokameras und optischen Kommunikationsmodulen erfiillt, die im

Wellenlangenbereich von 300 nm bis 1 700 nm (5 882 cm™" bis 33 333 cm‘1) arbeiten

3.33
innere Transmission
innere Transmission, die nicht den Brechungsverlust an der Oberflache umfasst

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Definition gilt nur fir synthetische Quarzkristalle fiir optische Anwendungen. Fur die
Werte der inneren Transmission ist die Angabe der Probendicke, fiir die der Wert berechnet wird, z. B. 2 mm, erforderlich.

3.34

Schlieren

lokale Abweichungen des Brechungsindex in einem Quarzkristall, Wachstumsfehler, in denen der Brechungs-
index in einem typischen Bereich von Bruchteilen eines Millimeters bis zu mehreren Millimetern schwankt

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Definition gilt nur fir synthetische Quarzkristalle flir optische Anwendungen.

3.35

Wachstumsstreifen

Streifen kontrastierender Dichte, der in Y-Schnitt-Kristallen mit dem Schlierenverfahren und vergleichbaren
optischen Verfahren beobachtet werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Kontrast ist darauf zuriickzufiihren, dass wahrend des Kristallwachstums Elemente
wie Aluminium, Natrium, Lithium und Eisen im Kristall eingeschlossen werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: GroRere Mengen an eingeschlossenen Verunreinigungen flhren Ublicherweise zu einem
Anstieg des a-Wertes.

Anmerkung 3 zum Begriff: Wachstumsstreifen kdnnen nicht beobachtet werden, wenn as 55 Kleiner als 0,160 oder
a3 500 Kleiner als 0,120 ist.

Anmerkung 4 zum Begriff: Diese Definition gilt nur fir synthetische Quarzkristalle flr optische Anwendungen.

4 Spezifikation fur synthetischen Quarzkristall
41 Normwerte

411 Form des synthetischen Quarzkristalls fiir optische Anwendungen

Die Wachstumsflachen werden, ohne den Kristallkeim, entsprechend einer festgelegten einheitlichen Ober-
flachenrauigkeit und einer festgelegten Ebenheit mit festgelegter kristallografischer Orientierung bearbeitet.

4.1.2 Orientierung des Kristallkeims
Zu den Standardorientierungen von Kristallkeimen zahlen Z-Schnitte, gedrehte X-Schnitte, Schnitte parallel

zur kleinen Rhomboederflache (z-Achse) und um 1° 30, 2°, 5° und 8° 30’ gedrehte Z-Schnitte, wobei die Z*-
Achse der drei letztgenannten Kristallkeime entsprechend der Darstellung in Bild 1 gedreht ist.
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4.1.3 Konzentration der Einschliisse

4.1.31 Konzentration der Einschliisse in synthetischem Quarzkristall fiir piezoelektrische
Anwendungen

Die Konzentration der Einschliisse (gemessen nach 4.2.5.3) darf fur jede Klasse und in jedem geforderten
Grolenbereich die Angaben in Tabelle 1 nicht Gberschreiten.

Tabelle 1 — Klassen der Einschlusskonzentration fiir
piezoelektrische Anwendungen

Klasse/GroRenbereich Konzentration je cm®
pm 10 bis 30 >30 bis 70 >70 bis 100 >100
Ia 2 1 0 0
Ib 3 2 1 1
1 6 4 2 2
1T 9 5 4 3
I 12 8 6 4

Wenn Anwender eine Klasse mit nur einem oder mehreren GroRenbereichen bendtigen, dirfen sie ihre Fest-
legungen durch die Klasse und den entsprechenden Gréf3enbereich angeben.

41.3.2 Konzentration der Einschliisse in synthetischem Quarzkristall fiir optische Anwendungen

Die Klasse der Einschlusskonzentration in synthetischem Quarzkristall fur optische Anwendungen muss den
Angaben in Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2 — Klassen der Einschlusskonzentration fiir
optische Anwendungen

Klasse/GroRenbereich Konzentration je cm®
um 10 bis 100
OPT I 0 bis 9
OPT II 10 bis 20
OPT III 21 bis 39

4.1.4 Schlieren in synthetischem Quarzkristall fiir optische Anwendungen

Grole, kontrastierende Dichte und Menge sollten einem Grenzmuster entsprechen. Ein Grenzmuster sollte
von Hersteller und Anwender festgelegt werden.

4.1.5 Angaben der Infrarot-Gite a3 59 Und a3 5g5 flir piezoelektrische Anwendungen

Jeder Wert des Infrarot-Absorptionskoeffizienten (a-Wert) eines synthetischen Quarzkristalls (gemessen
nach 4.2.6) muss die in Tabelle 3 in den Spalten fiir a5 590 UNd 03 585 angegebenen Werte fiir die einzelnen
Klassen einhalten.
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Tabelle 3 — Klassen des Infrarot-Absorptionskoeffizienten fiir
piezoelektrische Anwendungen

Klasse Héchstwerte Vor 1987 2
03 500 03 585 0 x 10° Einheiten
Aa 0,026 0,015 3,8
A 0,033 0,024 3,0
B 0,045 0,050 24
Cc 0,060 0,069 1,8
D 0,080 0,100 1.4
E 0,120 0,160 1,0
@ Diese Q-Werte wurden aus a-Messungen und empirischer Korrelation bestimmt und wurden vor 1987
allgemein angewendet. Zur Kontinuitat nach dem Wechsel auf die a-Werte werden sie hier angegeben.
o ist das physikalische Mal3, welches jetzt angewendet wird, um die Giite von synthetischen Quarzen zu
kontrollieren und festzulegen.

Die vorstehend angegebenen Prifgrenzwerte entsprechen oder sind unverandert zu den o 599-Grenzwerten

entsprechender Guteklassen nach IEC 60758:1983 (Ausnahme: Grenzwerte der Klassen B und D). Diese
funfte Ausgabe von IEC 60758 hat einige gleiche Klassen hinsichtlich der Angaben fiir die kleinste Gite in

10° Einheiten wie folgt bezeichnet:

Aa =3,8;
A =30;
B =2,2 (hier verwendete Basis), gedndert von 2,4 in der Ausgabe von 1983;
CcC =18

D =1,4 (Uberarbeitet);
E =1,0 (wie die frihere Klasse D).

41.6 Klasseneinteilung nach dem a-Wert und Schlierenverfahren fiir optische Anwendungen
Die Klasseneinteilung ist in Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4 — Klassen des Infrarot-Absorptionskoeffizienten und Schlierenverfahren fiir
optische Anwendungen

Klasse Q3 500 Q3 585 Schlierenverfahren
OPT A <0,033 <0,024 -
OPTB <0,060 <0,069 -
OPTC <0,120 <0,160 -

Wachstumsstreifen werden
OPTD >0,120 >0,160 mit dem Schlierenverfahren
nicht beobachtet

41.7 Temperaturgang der Frequenz von synthetischem Quarzkristall fiir piezoelektrische
Anwendungen

Der Temperaturgang der Frequenz von Schwingquarzen aus synthetischem Quarz muss durch Bestimmung

der bei 15 °C und 35 °C gemessenen relativen Frequenzabweichung gegeniiber der Serienresonanzfrequenz
bei 25 °C ermittelt werden. Die relativen Abweichungen mussen folgende Bedingungen erfillen:
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e relative Frequenzabweichung bei 15 °C: +0,5 x 107° bis +1,5 x 1075;

e relative Frequenzabweichung bei 35 °C: -0,5 x 107° bis —1,5 x 1075,

Die Messungen sind nach IEC 60122-1:2002, 4.7.3, durchzufihren.
4.1.8 Flichendichte der Atzkanile, p

4.1.8.1 Flichendichte der Atzkanile, p, fiir piezoelektrische Anwendungen

Wenn gefordert, muss die Flachendichte der Atzkanale, p, je cm? (gemessen nach 4.2.8) fir jede Klasse die

Werte in Tabelle 3 einhalten.

Tabelle 5 — Klassen der Atzkanal-Flichendichte fiir
piezoelektrische Anwendungen

Klasse Héchstwert p je cm?
1aa 2
1a 5
1 10
2 30
3 100
4 300

4.1.8.2 Flichendichte der Atzkanile, p, fiir optische Anwendungen
Die Flachendichte der Atzkanale (gemessen nach 4.2.8) sollte p < 100 je cm? betragen.

4.1.9 Innere Transmission fiir optische Anwendungen

Bei den Wellenldangen 400 nm, 550 nm, 650 nm und 1 550 nm sollte die innere Transmission fur einen 2 mm
dicken Probekdrper 0,998 oder mehr betragen.
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I 1| I |
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Y-Achse Y-Achse
a) Linksquarz b) Rechtsquarz
Konoskop: Verkleinerung der Ringe VergréRerung der Ringe
(Drehung des Okulars im Uhrzeigersinn) (Drehung des Okulars im Uhrzeigersinn)
Polarimeter: Drehung des Analysators Drehung des Analysators im Uhrzeigersinn

gegen den Uhrzeigersinn

Bild 1 — Achsen- und Schnittrichtungen eines Quarzkristalls
4.2 Anforderungen und Messverfahren

4.21 Orientierung

Fir die Orientierung des Kristallkeims in den festgelegten Richtungen ist eine Abweichung vom Nennwert
von weniger als 30 min zulassig.
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4.2.2 Drehsinn

Der Drehsinn des Kristallkeims muss festgelegt sein, entweder rechtsdrehend oder linksdrehend (siehe
Bild 1).

4.2.3 MaRe synthetischer Quarzkristalle

4231 Allgemeines

Die MalRe missen mit Messschiebern oder Messschiebern mit Messspitzen gemessen werden, mit denen die
Messung der dunnsten Stelle des synthetischen Quarzkristalls moglich ist (siehe Anhang D).

4.2.3.2 MaR in Richtung der Y- oder Y"-Achse
Das Mal® muss dem festgelegten Mal} entsprechen (siehe Bild 2d)).

4.2.3.3 MaR in Richtung der Z- oder Z"-Achse

Das Mal} in Richtung der Z- oder Z"-Achse muss mit einem Messschieber mit Messspitzen gemessen werden
und es muss als GroRtmal in Richtung der Z- oder Z-Achse in der gréReren X-Zone festgelegt sein (siehe
Bild 2c)).

4.23.4 MaB Z oder Z'

Das Mal Z ¢ oder Z'o muss als KleinstmaB in Richtung der Z- oder Z*-Achse festgelegt sein (siehe Bild 2c)).

4235 MaBZ,,;,oderZ' ..

Das Mal® muss dem festgelegten Mal} entsprechen (siehe Bilder 2¢) und 2d)).
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